PATENTE DE INVENCION

por “Instalacidn para la depuracién de gases", con priori=-
dad de fecha 31 ootubre 1951 respecto a la correspondiente

patente francesa.

5 a favor de Don Framcisco SALSAS SERRA y Don Antonio PLANA-
@uMa, de nacionalidad espafiola, domiciliados en Paris (Frap
cia, rue de la Falsanderie, 116 y rue de Marat 63 a Ivry s/,
Seine (Seine).

MEMORIA DESCRIPTIVA .

10 Bxisten aparatos destinados al lavado de gases,
en los cuales, éatos, son puestos en contacto Imtimo con un
liquido capaz de disolver o retener las substanciaas s6li-

das, liguidas o gaseosas que dewben ser separadas a fines
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de depuracién. En estos aparetos se utiliza en general,
agua u otro liguido apropiado distribuido en forma de cor-
tina o dispersado filnamente al objeto de aumentar al méximo
el contacto de ese liquido ocon el gase.

Bn ciertos casos la depurecidn de gases tisne por
objeto solamente desembaragzarlo de particulas sdélidas o 1li-
guidas mds o menos finas, en los cuales se utilizan aparatos
género eiclén en los que una centrifugacidén enérgica combi-
nada con un cambio brusco de direceidén de la corriente ga-—
seosa, provoca la separacién mds o menos enédrgica de las
perticulas.

A veoes se utilizan filtros en los gue el paso de
los gases em dividido en trayectos de gran superficie y de
pgquedia secoidn donds estas mriiculas son retenidas,

En otro género de aparatos, la retencién de las
particulas sélidas o liqu;das es obtenida haciendo atrave-
sar los gases, un campo electrostdtico en el que esas paré
t{culas son fuertemente ionlzadas depositdndose sobre los
electrodos.

Con los aparatos de primer género, es decir con los
lavadores del gas, se obtienen resultados muy mediocres cuap
do las particulas 2 separar de la masa gaseosa, son muy f£i-
nae, particularmente en el caso e vesiculas liquidas, gue
an gran parte escapan a la acecidén del cwutacto con el agua
o de otros liguidos puestos en accidn.

Los aparatos del géuero cicldén o filtros mecdni-
cos, dan lugar, en el caso de una depuracidén muy intensa,

a considerables pérdidas de carga, y los filtros electros—
t4ticos qus son gepneralmente mds eficaces, tequieren insta-

laciones de elevado coste y consumen una cantidad de energia
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La instalacidn de que es objeto la patente de in-

nada despreciables.

vencién gue nos ocupa, esté constituida esencialmente por

un aparzto aque produce la praopulsibn centrifuga de los ga-
se8, déndo a éstos una gran velocidad y direcciones conve-
nientes para proyeétarlos verpendicularmente sobre superfi
cies apropiadas, provocandc de este manera la brusca anuls
eibn de la fuerza vi¥a de las particulee liquidas y sdlidas
que en consecusncia, se separan facilmente del fluildo gasep
80y y por dispositivos anexos gue preparan o completan su

aceién.

El mismo apazato pernite obtener en 1o que respeg
ta a la retencidén de vesiculas liguidas, resultados muy si
periores a8 los gue se obtkenen con los aparatos tipo ciclén
y del mismo Srden que los obtenidos con aparatos del género
electrofiltros himedos, y esto, no solo 8in dar lugar a uns
pérdida de carga suplementaria, sino que produciendo. el efeg
to de propulsién necesaria para vencer la pérdida total de
carga del circuito gaseoso, 1o cual permite suprimir toda
clase de ventiladores o extractores de gés, asf como tambien
los que serian necesarios para hacer circular los gases gin .
pasar por el aparato de depuracidn.

A tal efecto, este aparato, representado a titulo
de ejemplo no limltativos en la Fige 1, de los dibujos '
anexos, estid constituldo por un ventilador centrifugo 1, ag
cionado por um érbol 2, el cual aspira por su centro el gas
a depurar y le proyecta vontra superficles de cjoque 3 dis-
puestas ortogonalmente; el gds depurado, sale por una caja
en espiral 4 mientras que las impurezas y particulas ligui-

das retenidas por las superficies de chogue 3, so. recogi-
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das y evacuadas por un conducto 5,

Aunque el aparato de que es objetp la presentes pa-—
tente puedé ser empleado solo, la instalacidén depuradora pug
de comprender tambien, para preparar o complementar su ac—
olén, dispositivos destinados ya sea a humidificar el gas
paras diluirvlas veaiculas lfyuidas muy finas gue por tal hp
midificaoién aumentan progresivamente de volumen, ya sea pa—
ra mojar las partiocilas sdélidas por ligqmidos apropiados lo
gue faeilita su roetencidn en el aparuto descrito anterior—
mente. HEste dispositivo anexo puede ecstar constituido por
ejemplo, tal como se representa en la Figs. 2 de los dibujos
que se acompailian, o sea: por unz cdmara 6 en la cuzl los
gases entran tangencialmente por la parte inferior 7 y
salen igualmente tangencialmente por la parte superior 8 en
la yue el lfquido apropiado es muy finsmente pulverizado
mediante un pulverizador 9., Ello d4 lugar a una aceidn com-
binadae de contacto intimo y de centrifugacidén gracias a lo
chal se produce una seleccidn en el liguldo pulverizado,
quedando retenidas sobre las paredes de la cémars las parti-
culag més grandes, pudiendo estas particulas contener en so-
lucidén o englobar, una parte lmportante de vesiculas ligui-
das o de polvo gue acompafiaban a los gases. En esta cdmara
pueden zagimiemo tener lugar itras acciones talsscomo la eva-
poracidn ds liguidos © la condensacidn de vapores asi como
tambienwm reacciones quimicas destinadas e favorecer lz depu
racién final de los gaseé.

A titulo de ejemplos no limitstivos, he agui al-
gunas explicaciones de la invencién en las instalaciones de
f@bricacidn de deido sulfirico.

a).— Los gases que =alen de un aparato de fabricacién
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de dcido sulfirico conteniendo vesiculas muy fines de este
compuesto, pasan primeramente por una cdmara de himidifica-
cién ppr cuya parte alta se introduce el agua muy finamente
pulverizada, entrando los gases, tamgencialmente, por la
parte baja., Una parte del agua pulverizada gue puede even—
tualmente ser vaporizada en la base de la cdmara y conden-—
sade en la parte alta de la misma, se une a las vesiculas
de doldo sieundo parcialmente retenidas en la misma cdmara.
Bl resto de wvesioulas es captado en el aparato de retencidn
bajo forma de decido dilufdo.

b).~ Los gases calientes conteniendo una mezcla de 802.
803, vépor de SO4H2 y vapor de HZOQ que resultan de la des~
composicidn del suifato béaico de hierro o de una catdlisis
parcial de gases sulfurosos humedos, son, luego de su paso
por la torre de sbsorcidén, sometidos a la accidén de un aparag
to de retencién en el que es retenida una elevada proporeién
de vesiculas de 4cido sulfirico arrastradas de la torre precg
dente; el resto es sometido a la acecidn de una cdmara de hum
midificacidn, junto a la cual, un segundo aparato de reten-—
cidén centrifuga completa la evacuacidn de las vesiculas.

¢).—~ Los gases sulfurosos calientes que provienn por
ejemplo del tostado de piritas y contienen paricularmente
polvo de éxido de hierro, dcido arsenioso, y vesiculas de
deido sulfiirico, pasan por una primera cdmara en la que una
pulverizacidn muy intensa de agua o de dcido sulfiirico disuel
t0, retiene una gran parte ds las impurezasP atraviesan se-
guldamente un primer sparato de retenocldu en el gue es rete-
nida una importante parte de vesiculas y de polvo humidifi-
cado; a la salida de este aparato, los gasges atraviesan ﬁna

gsegunda cdmara de humidificacidu en la gue la pulverizeecidn
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agus contenido en el gds, lo cual facilita la dilucidn de
las vesiculas pgstantes y facilita, en el segurndo aparato
de retencidn que los gases ziraviesam, la depuracién com—
pleta de ésbos.

En la sjecucidn prdctica y en el uso de la ins~
talacién conforme ha sido descrita, podrd variar ampliamep

te todo aqullo gue no afecte a su essncialidad funciomal.

Se reivindica como objJsto de 1la preseﬁxe patente
de invenciédn:

1¢,~ Instalacidén para la depuracidén de gases ca-
racterizada por comsatiturla esenclalmente un aparato que
produce la propulsién centriguge de los gases dando a és-
to8 una gran velocidad y direéciones convenlentes para ser
proyecyados perpendicularmente sobre superfi es apropiadas
a fin de provocar la brusca anulacidén de la fuerza viva de
las particulas lfquidas y sélidas que en consecusncia se
separan facilmente del fluido gaseoso, viniendo cancretado
por un ventilador centrifugo (1) gue aspirando por su cen-
tro el gas a depurar, le proyecta comtra superficies de chg
que (3) dispuestas ortogonalmente, saliendo el gas depurado
por una caja en espiral (4) mientras que las impurezas y
particulas liguldas retenidas por las ecitadas superficies
de cBoque (3) son recogidas y evacuadas por un conducto (5)
que parte de la base del espaclc comprendido entre las men-

cionades superficiem y el ventilador centri{fugo.
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22.~ Instalacidn par: la depuracién de gases, segun
1} Junto cor un dispositivo para el tratamiento previo del
gas a depurzz congtituido por una cdmara (6) en 1la que los
gases entran tangencialmente por la parte inferior (7) y salen
ssimiemo tamgencialmente por la parte superior (8) siendox di-
rigidos a la acclén del aparato reinvindicado en 1, existisd
do en la parte alta de la mencionada cdmara (6}, un pulveriza—
dor (9) que pulveriza a un liquido determinado segin los casos;
rudiendo dar lugar a une accidn combinada de contacto fntima |
del liguido pulverizado con el gas y de centrifugacién, apro—
pdsito para producir una conveniente accién fisica o qhimies. %

3¢ o= Instalacidén para la depuracién de gases.

Y todo cuanto aficte a la esencialidad de lo mostra=-
do en los adjuntos dibujos y descrito en la nresente memroia
que consta de siete hojas foliadas y mecanografiadas por una

sola cara.

Barcelona, 17 junioc 1952.

FRANCISCO SALSAS SERRA
ANTONIO PLANAGUMA
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